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РЕФЕРАТ 

Дипломный проект: 78 с., рис. 29, табл. 23, 37 источников. 

Целью проекта является разработка технология активации поверхности 

полимерных материалов с использованием метода магнетронного 

распыления. 

В процессе проектирования были выполнены следующие задачи: 

- проанализированы существующие виды магнетронных 

распылительных систем; 

- разработана принципиальная вакуумная схема; 

- рассчитаны графики распределения давления в вакуумной системе; 

- спроектирована технология активации поверхности; 

Элементами научной новизны (практической значимости) полученных 

результатов является разработка технологии активации поверхности 

полимерных материалов с использованием метода магнетронного 

распыления. 

Приведенный в дипломном проекте теоретический и проектный 

материал объективно отражает состояние исследуемого процесса, все 

заимствованные из литературных и других источников теоретические и 

методические положения и концепции сопровождаются ссылками на их 

авторов. 
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